
電漿後處理對於奈米碳管表面特性之影響 

學生:葉耀琮                      指導教授:.周長彬 

                                            .  

國立交通大學 精密與自動化工程學程 碩士班 

 

摘  要 

本論文主要係針對電漿後處理對於奈米碳管之表面特性做一深入研究。第一

個主題為 300W CF4電漿在CNTs成長後之結構觀察與表面形貌；第二個主題為

300W CF4/O2電漿在CNT成長後之奈米碳管成長的關係研究；第三個主題則利用

CF4、CF4/O2電漿對整片奈米碳管以及導線孔(via)中成長之奈米碳管進行後處

理，觀察處理完成後碳管表面型態與品質的變化甚至到化學特性，分析儀器的部

份包括：掃描式電子顯微鏡(SEM)、原子力顯微鏡(AFM)、穿透式電子顯微鏡

(TEM)、傅立葉轉換紅外線光譜儀(FTIR)、X光光電子能譜儀 (XPS)及熱吸附性

光譜儀(TDS)。 

鎳觸媒層經過氫電漿前處理後，因熱能及氫電漿的蝕刻效應，使其顯微組織

呈現微粒狀的島狀化金屬顆粒，此與奈米碳管成長有很大的關連性。碳管經

CF4/O2電漿處理後有削短碳管的情況產生，此結果顯示可利用電漿將碳管削短，

且對於非晶質碳去除的過程也相當有所助益。然而，碳管經CF4電漿處理後；對

於其表面形態並未有明顯之改變。 
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